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Anomalous reflection of metasurfaces at infrared wavelengths 
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【背景】我々は、プラズモニクスやメタマテリアル技術を応用し波長/偏光を選択的に検知可能な

非冷却赤外線センサを開発してきた 1。今回、これまで吸収体として開発をおこなってきた MIM 

(metal-insulator-metal) 型メタサーフェスの異常反射現象について報告する 2。 

【構造】Fig. 1 の模式図に示すような MIM 型メタサーフェスについて、入射角度 (θi) と反射角度

(θr) の関係を電磁界解析により求めた。MIM型メタサーフェスは平坦なアルミ、絶縁体からなり、

最上層にアルミからなるマイクロパッチが周期的に配置されている。マイクロパッチは厚さ 100 

nm、幅 4 μm のストライプ形状であり、周期 7 μm で 1 次元的に配置されている。 

【結果】中波長赤外光 (λ: 4 μm) の入射に対する、主たる反射モードの反射角度について求めた。

入射角度 (θi) と反射角度 (θr) を Fig. 2 に示す。MIM 型メタサーフェスによって正反射とは異な

る角度に赤外光が反射される入射光角度が示されている。また、表面のパターン形状によって、

異常反射現象の制御が可能である。詳細は当日発表する。 
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Fig. 1 Schematic illustration of MIM-type metasurfaces Fig. 2 Relation between incident and 

reflection angle 
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